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ランチョンセミナー 

開催日 時間 会場 定員 主催企業・団体 

3月17日(月) 12：15-
13：00 

E9  
（E棟203） 200名 AIP Publishing 

3月18日(火) 12：15-
13：00 

E1 
（E棟101） 200名 株式会社東陽テクニカ 

3月19日(水) 12：15-
13：00 

E5 
（E棟105） 100名 オックスフォード・インストゥルメンツ株式会社 

ランチョンセミナー参加ご希望の方はRegistration内の「ランチョンセミナー参加受付」で参加票を
ご提示ください。その場で「整理券」をお渡しします。 
その整理券を持って昼12時10分までにランチョンセミナー会場へお越しください。 

今回初めて出展企業によるランチョンセミナーが開催されます。 
ランチョンセミナー参加者には先着順で昼食を無料でお配りいたします。 

各セミナーの詳細につきましては、次ページ以降（p.34-36）のご案内 をご覧ください。 

参加方法 

参加票をご提示いただき、整理券を配布いたします。 
配布場所：Registration内 「ランチョンセミナー参加受付」 
配布時間： 各日 8:00～11:00   
 ※先着順。 整理券が無くなり次第、受付を終了いたします。 

整理券の配布 

注意事項 

整理券をお持ちでない方 

「整理券」をお持ちの方は、お昼の12時10分までに各セミナー会場で昼食と引き換えてください。 
12時10分を過ぎると「整理券」は無効になり、「整理券」をお持ちでないセミナー参加者へ昼食を
お配りいたします。 

12時10分までに各セミナー会場に直接お越しください。 
昼食の残りがある場合に限り、先着順で昼食をお配りいたします。 
昼食が無くなった場合でも、ご入場いただきセミナーに参加していただけます。 

NEW 



（	34	）

Meet Editor Masaaki Tanaka

Meet Editor Takasumi Tanabe

Luncheon Seminar
E9 (Lecture Room E203)   |   March 17, 12:15 - 13:00

Topic: The recent trend of Japanese researchers’ submissions to AIP Publishing journals

Topic: Publishing opportunity in the Special Topic on optical devices for micro- and nano-optics

JSAP SPRING MEETING

AIP Advances is an international peer-reviewed, open access journal 
on physical sciences. Rapid and fast publication in 74 days.

See us at booth Ab-4, Building A 
Aoyama Gakuin University Sagamihara Campus
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第 回応用物理学会春季学術講演会

東陽テクニカ
ランチョンセミナー

テラヘルツ分光が拓く物性評価の最前線

 

日 時 月 日 （火） ～

会 場

新製品 レイクショア ＴＨｚ分光システム

～製品解説と適用例の紹介～

株式会社東陽テクニカ 営業第１部 アプリケーション担当

山口政紀

株式会社東陽テクニカ 営業第１部 

〒103-8284 東京都中央区八重洲 1-1-6 ＴＥＬ.03-3279-0771 FAX. 03-3246-0645 

http://www.toyo.co.jp  E-mail:lakeshore@toyo.co.jp 
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Nanotechnology Tools
NANOTOOLS

Empowering the future of science and nanotechnology 

オックスフォード・インストゥルメンツ株式会社が
応用物理学会（JSAP）の春季講演会・ランチョンセミナーに参加！

会場：青山学院大学相模原キャンパス　E5　	
日時：3月19日（水）　12:15-13:00	
発表テーマについては、順次Websiteで発表いたします。
www.oxford-instruments.jp

• 極低温、超高真空、	
	 高磁場環境

• 	電子顕微鏡用	
分析装置

• 	プラズマ及びイオンビーム
エッチング&デポジション	
システム

• 大気中/液中/環境制御	
	 -原子間力顕微鏡

23
21

PECVD  MOCVD  MBE  RIE  UV  VIS  Spectroscopy 
IBD  IBE  Cryogenic   spectroscopy  PVD 
ICP  CVD  Photoluminescence  XPS  Spintronics   FI  
AFM X-Ray Spectroscopy  STS  SPM  PEEM  ALD  
EBSD FTIR  QHE      WDS  Quantum  Information  
Processing  EDS  Raman  UHV-PLD  SEMPA  
UHV AFM  SPM  LEISS  SAM

操作する

分析する

製造する

明らかにする
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